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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

イオン液体を電極基板に修飾したイオン液体修飾電極では、様々な物質を修飾した
イオン液体間に内包することが可能であり、また未修飾の電極表面自体を反応に利
用することが可能である。我々はこれまでにイオン液体修飾電極を利用した二酸化
炭素の電気化学的還元反応に関する研究を行ってきたが、イオン液他修飾電極が二
酸化炭素還元反応に対して非常に有効な反応場を提供することが判明している。イ
オン液体はその物性の一つとして二酸化炭素の吸蔵能力が高いことが知られている
が、本研究ではイオン液体修飾電極自体が二酸化炭素吸蔵能力を保有しているかど
うかに関して、二酸化炭素ガスの吸着実験により評価した。その結果、イオン液体
修飾電極では明確な二酸化炭素吸蔵効果は観測されないことが判明した。

実験
Experimental

ジスルフィドを有するホスホニウム型のイオン液体であるIL66612（IL）を合成し、
各種スペクトル法により同定した。続いて、天然maica上に2,000 Åの厚さで真空
蒸着したAu基板を用い、合成したイオン液体を含むメタノール溶液にAu基板を3日
間浸漬することでイオン液体修飾Au基板（IL/Au）を得た。得られた基板に関して、
表面赤外分光法（FT-IR RAS）を用いてAu基板への修飾を確認し、二酸化炭素を用
いたガス吸着測定を行うことでIL/Auの二酸化炭素ガス吸着能を評価した。

結果と考察
Results and Discussion

ジスルフィドを有するホスホニウム型のイオン液体であるIL66612（IL）を合成し、
各種スペクトル法により同定した。続いて、天然maica上に2,000 Åの厚さで真空
蒸着したAu基板を用い、合成したイオン液体を含むメタノール溶液にAu基板を3日
間浸漬することでイオン液体修飾Au基板（IL/Au）を得た。得られたIL/Auは各種電
気化学測定、および表面赤外分光法（FT-IR RAS）により、ILのAu基板上への修飾
を確認した。二酸化炭素の吸着実験に関しては、名工大保有の高性能ガス/蒸気吸
着量測定装置を用い、室温（25度）における二酸化炭素ガスの吸着実験を行った。
その結果を図1に示すが、イオン液体が修飾されていない蒸着 Au基板（bare Au）、
およびIL/Auいずれもあまり変わらない結果が得られた。これはイオン液体修飾電
極ではイオン液体が単分子層となっており、かつ疎らに修飾されているため、二酸
化炭素を保持するには分子間が離れすぎているためと考えられる。そのためイオン
液体修飾電極では、イオン液たが本来有していた二酸化炭素吸蔵能力が失われてい
ると示唆される。
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Figures, Tables and
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図1 室温（25℃）におけるAu基板への二酸化炭素吸着測定結果。（左）bare Auお
よび（右）IL/Au。
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